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Ｄ 無機薄膜製膜装置 一式
Ｅ ｉＫＡＧＲＡ用データ転送・保管システ
ム 一式
Ｆ メニーコアプロセッサボード 一式
Ｇ 細胞間相互作用解析装置 一式
Ｈ 径400ゲートバルブ 一式
Ｉ ＫＡＧＲＡ用ＤＣ電源 一式
Ｊ 視聴覚システム 一式
Ｋ 径400真空用排気ダクト 一式

^ 調達件名の特質等 入札説明書による。
_ 納入期限 上記１]の件名ごとに次のとお
りとする。
ＡＢＣＥＩ 平成26年２月28日
Ｄ 平成26年３月10日
ＦＧ 平成26年１月31日
ＨＫ 平成26年３月７日
Ｊ 平成26年３月31日

` 納入場所 上記１]の件名ごとに次のとお
りとする。
ＡＣ 東京大学本郷キャンパス
Ｂ 東京大学弥生キャンパス
Ｄ 東京大学浅野キャンパス
Ｅ 東京大学が指定する場所
Ｆ 東京大学大学院情報学環
Ｇ 東京大学医科学研究所
ＨＫ 岐阜県飛騨市の東京大学が指定する場
所
Ｉ 北部会館（岐阜県飛騨市神岡町東茂住
238）
Ｊ 東京大学駒場Òキャンパス

a 入札方法 上記１]の件名ごとにそれぞれ
入札に付する。落札決定に当たっては、入札
書に記載された金額に当該金額の５パーセン
トに相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てるものとする。）をもって落札価格
とするので、入札者は、消費税及び地方消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約金額の105分
の100に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

４ その他
\ 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。

] 入札保証金及び契約保証金 免除。
^ 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
告に示した物品を納入できることを証明する
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
しなければならない。入札者は、開札日の前
日までの間において、総長から当該書類に関
し説明を求められた場合は、それに応じなけ
ればならない。

_ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書、その他入札説明書による。

` 契約書作成の要否 要。
a 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると総長が判断した入札者であっ
て、国立大学法人東京大学の契約事務取扱規
程第11条の規定に基づいて作成された予定価
格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った入札者を落札者とする。

b 手続における交渉の有無 無。
c その他 詳細は、入札説明書による。

` Delivery place :

ＡＣ Hongo Campus, The University of

Tokyo

Ｂ Yayoi Campus, The University of

Tokyo

Ｄ Asano Campus, The University of

Tokyo

Ｅ The places specified by the University

of Tokyo

Ｆ Graduate School of Interdisciplinary

Information Studies, The University of

Tokyo

Ｇ The Institute of Medical Science, The

University of Tokyo

ＨＫ The Places specified by the Univer-

sity of Tokyo

Ｉ Kamioka GW office

Ｊ KomabaÒ Campus, The University of

Tokyo

２ 競争参加資格
\ 国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程
第２条及び第３条の規定に該当しない者であ
ること。

] 入札者の競争参加資格 国の競争参加資格
（全省庁統一資格）において平成25年度に関
東・甲信越地域の「物品の製造又は物品の販
売」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている
者であること。

^ 購入物品に係る迅速なアフターサービス・
メンテナンスの体制が整備されていることを
証明した者であること。

_ 製造物品に関する技術水準が高く、かつ製
造実績があることを証明した者であること。

` 国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程
第４条の規定に基づき、総長が定める資格を
有する者であること。

a 総長から取引停止の措置を受けている期間
中の者でないこと。

３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒113`8654 東京都文京区本郷７`３`１
東京大学本部契約課 高橋 元 電話

03`5841`2148

] 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
記３\の交付場所にて交付する。

^ 入札書の受領期限 上記１]の件名ごとに
次のとおりとする。
Ａ～ＥＧ～Ｋ 平成25年９月５日17時00分
Ｆ 平成25年９月10日17時00分

_ 開札の日時及び場所 上記１]の件名ごと
に次のとおりとする。
Ａ 平成25年９月27日14時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｂ 平成25年９月27日16時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｃ 平成25年９月27日17時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｄ 平成25年９月26日14時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｅ 平成25年９月25日14時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｆ 平成25年10月１日14時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｇ 平成25年９月26日15時00分 東京大学本
部棟３階入札室

Ｈ 平成25年９月24日14時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｉ 平成25年９月24日16時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｊ 平成25年９月30日15時00分 東京大学本
部棟３階入札室
Ｋ 平成25年９月24日15時00分 東京大学本
部棟３階入札室

５ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Junichi Hamada, Presi-

dent of the University of Tokyo

] Classification of the products to be pro-

cured : 14, 16, 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased :

Ａ X-ray photoelectron spectrometer 1

Set

Ｂ Horizontal Multipurpose Fully-Au-

tomated X-ray Diffractometer 1 Set

Ｃ Back reflection type Laue camera sys-

tem 1 Set

Ｄ Inorganic thin-film manufacturing sys-

tem 1 Set

Ｅ Data Transfer and Storage System for

iKAGRA 1 Set

Ｆ Manycore Processor Board 1 Set

Ｇ Cell-cell Interaction Analytical Instru-

ment 1 Set

Ｈ Gate valves for the φ400 vacuum sys-

tem 1 Set

Ｉ DC power supply for KAGRA 1 Set

Ｊ Audiovisual System 1 Set

Ｋ Evacuation ducts for theφ400 vacuum

system 1 Set

_ Delivery period :

ＡＢＣＥＩ By 28, February, 2014

Ｄ By 10, March, 2014

ＦＧ By 31, January, 2014

ＨＫ By 7, March, 2014

Ｊ By 31, March, 2014
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